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WYDZIAL PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim ............... Optyka instrumentalna...
Nazwa w jezyku angielskim ............ Instrumental optics........
Kierunek studiow (jesli dotyczy): ...... Optyka.....ccoovvvvennennnne
SpecjalnosSe (jesli dOtyCZy): couveeniiniinineeneeienrenreeceecnsensncens
Stopien studiéw i forma: |/ H stopien*, stacjonarna / riestacjonarna™
Rodzaj przedmiotu: obowiazkowy / wrbieralny / egélneuczelniany *
Kod przedmiotu FTP001230WC
Grupa kurséow TAK
Wyktad | Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium
Liczba godzin zajec
zorganizowanych w Uczelni 45 15
(2zV)
Liczba godzin catkowitego
naktadu pracy studenta 135 30
(CNPS)
Forma zaliczenia Egzamin
Dla grupy kurséw zaznaczy¢ X
kurs koncowy (X)
Liczba punktow ECTS 3 2
W tym liczba punktow
odpowiadajgca zajeciom 2
o0 charakterze praktycznym (P)
W tym liczba punktow ECTS
odpowiadaj aca zaj qgiom 2 1
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Podstawowe wiadomosci z optyki geometrycznej, potwierdzone zaliczeniem kursu ,,Optyka
geometryczna” (WIEDZA)

2. Umigj ¢tno$¢ obliczania prostych parametrow ukfadu optycznego (powigkszenie, potozenie obrazu)
(UMIEJETNOSCI).

\

CELE PRZEDMIOTU
C1 Zapoznanie studentow z podstawowymi przyrzadami optycznymi, w tym pomiarowymi.
C2 Poznanie budowy, zasady dziatania i zastosowan poszczegolnych przyrzadow.
C3 Umiejetnos¢ obliczenia parametréw uktadu optycznego.
C4 Umiejetnos¢ dobrania odpowiedniego przyrzadu optycznego do realizowanego zadania,
umiejetnos$¢ okreslenia jego parametrow i dobor elementow sktadowych.
C5 Przedstawienie metod uzywanych do pomiaréw najwazniejszych parametrow szkta optycznego —
w tym wspotczynnika zatamania i jego dyspersji.
C6 Zaprezentowanie i poréwnanie metod uzywanych do pomiaréw parametrow elementéw uktadu
optycznego — promieni krzywizny soczewek i katow klindw (pryzmatow).
C7 Przedstawienie i klasyfikacja metod uzywanych do pomiaru najwazniejszych parametrow




uktadow optycznych — ogniskowej, kata tamigcego, ptaskosci, rownoleglosci.
C8 Nabywanie i utrwalanie kompetencji spotecznych polegajacag na umiej¢tnosci wspotpracy w
grupie studenckiej majacej na celu efektywne rozwiazywanie problemow.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

Student:

PEK_WO0L1 — zna i rozumie podstawowe terminy, uzywane przy opisie przyrzadow optycznych

PEK_W02 — posiada wiedzg na temat podstawowych parametréw uktadow optycznych, w tym
aberracji uktadu optycznego

PEK_W03 — ma wiedz¢ na temat elementéw instrumentéw optycznych, zna ich parametry, sposoby
zastosowania, stawiane im wymagania dotyczace ich jakos$ci

PEK_Wo04 — zna i rozumie wymagania stawiane przyrzagdom wspotpracujagcym bezposrednio z okiem
ludzkim

PEK_WO05 — zna zasady dziatania aparatow fotograficznych i projekcyjnych; zna ich podstawowe
parametry i wymogi konstrukcyjne

PEK_WO06 — wie, jak zbudowany jest i do czego stuzy kolimator; zna wymagania stawiane
obiektywom kolimatorow; zna rdzne rodzaje kolimatoréw, w zaleznosci od zastosowan

PEK_WO07 — wie, jak zbudowany jest i z czego sktada si¢ mikroskop; zna parametry elementow
mikroskopu (obiektywu, okularu); zna r6zne rodzaje mikroskopow, w zaleznosci od
konstrukcji i zastosowan; rozumie roznorodno$¢ konstrukcji mikroskopow

PEK_WO08 — zna podstawowe rodzaje lunet, zna zasady ich konstrukcji i schemat dziatania; zna
wymagania stawiane lunetom jako przyrzadom pomiarowym

PEK_WO09 — zna budowg, zasady dziatania i zastosowania innych, specjalistycznych przyrzadow
optycznych: dioptromierza, cienioskopu, goniometru, spektroskopu

PEK_W10 — zna budowe i wlasciwosci szkta optycznego oraz zna sposoby pomiardéw jego
podstawowych parametrow (jednorodno$é¢, smuzysto$¢ pecherzykowato$é, dwaojtomnose,
absorpcja).

PEK_W11 — zna metody pomiaru podstawowych parametrow elementow uktadu optycznego —
promieni krzywizn soczewek, katow tamigcych pryzmatow i klinéw, ptaskosci i ptasko-
rownolegtosci ptytek.

PEK_W12 — zna metody pomiaru ogniskowej i ogniskowej czotowej uktadu optycznego a takze
potozenia punktow i ptaszczyzn weztowych, gtdéwnych.

PEK_ W13 — zna metody pomiaru i oceny jako$ci parametrow instrumentoéw optycznych:
powiekszenia, zdolnosci rozdzielczej, centryczno$ci, rownolegtosci uktadow dwuocznych,
skrecenia obrazu, jakosci 1 doktadnos$ci podziatek.

Z zakresu umiejetnosci:

Student:

PEK_UOQ1 — potrafi rozpozna¢ elementy optyczne, oceni¢ ich jako$¢ oraz mozliwos¢ zastosowania w
konkretnym przyrzadzie optycznym

PEK_UO02 — umie dobra¢ odpowiedni uktad optyczny do zatozonego zadania, potrafi sprecyzowac
wymagania, stawiane danemu uktadowi w konkretnym zastosowaniu

PEK_UO03 — umie zaprojektowa¢ uktad optyczny, prawidtowo identyfikuje jego elementy, ich
wzajemne polozenie i parametry.

Z zakresu kompetencji spotecznych:

Nabywanie i utrwalanie kompetencji w zakresie:

PEK_KO01 — wyszukiwania informacji oraz jej krytycznej analizy

PEK_KO02 — rozumienia koniecznosci samoksztalcenia, w tym poprawiania umiejetnosci koncentracji




uwagi 1 skupienia si¢ na rzeczach istotnych oraz rozwijania zdolno$ci do samodzielnego

stosowania posiadanej wiedzy i umiejetnosci
PEK_KO03 — myslenia niezaleznego i tworczego
PEK_KO04 — obiektywnego oceniania argumentow, racjonalnego thumaczenia i uzasadniania

wlasnego punktu widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu optyKki.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢¢ - wyklad

Liczba godzin

Wyl

Program wyktadu; podanie literatury, terminéw konsultacji, sposobu
zaliczenia.

Wiadomosci wstepne: przystony, promienie charakterystyczne, powigekszenie
poprzeczne i wizualne, glebia ostrosci, zdolnos¢ rozdzielcza, aberracje
geometryczne trzeciego rzedu.

Elementy instrumentéw optycznych: zwierciadta metaliczne oraz
dielektryczne, pryzmaty odbiciowe, ptytki, kliny, pryzmaty spektralne, siatki
dyfrakcyjne, obiektywy.

Oko: uktad optyczny oka, budowa siatkowki, glebia ostrosci, rozdzielczo$é,
czuto$é, odczuwanie kontrastow; lupa, okulary instrumentalne.

Aparaty fotograficzne, aparaty projekcyjne, kolimatory.

Mikroskopy — wiadomosci wstgpne.

Mikroskopy: wizualne, fotograficzne i projekcyjne, stereoskopowe,
interferencyjne i polaryzacyjno-interferencyjne, polaryzacyjne ortoskopowe i
konoskopowe, z kontrastem amplitudowym i amplitudowo-fazowym,
cieniowe;

Wy6

Mikroskopy — c.d.: Mikroskop warsztatowy i autokolimacyjny.

Wzierniki i endoskopy.

Luneta Keplera, luneta Galileusza, lornety z uktadami Porro oraz z
pryzmatami Abbego. Luneta celownicza. Luneta z okularem fotograficznym.

Luneta geodezyjna, niwelator, niwelator samopoziomujacy, teodolit,
elementy pomiarow geodezyjnych.

Lunety montazowe: luneta autokolimacyjna, optimetr, luneta autorefleksyjna,
luneta aliniometryczna.

Teleskopy.

Wy8

Inne przyrzady optyczne: peryskopy, dioptromierze, cienioskopy (do badania
jednorodnosci osrodka), goniometry, spektrometry i spektrografy,
refraktometry, przyrzady polaryzacyjne; pomocnicze przyrzady kontrolne:
poziomnice, pryzmaty (pentagonalne!), lupy, dynametry, tawy optyczne;
testy zdolnosci rozdzielcze;j.

Szkto: definicja, wytwarzanie, podstawowe parametry optyczne i metody ich
pomiaru: sprawdzanie jednorodno$ci, smuzystosci, pgcherzowatosci szkta;
pomiar dwdjlomnos$ci; pomiar wspotczynnika absorpcji.

Wy10

Pomiary wspotczynnika zalamania bazujace na prawach Snella:

- metody spektrometryczne: Fraunhofera, Rydberg-Martensa, promienia
prostopadle wchodzacego 1 wychodzacego =z pryzmatu, Abbego,
Kohlrauscha, Wollastona, Wollastona-Kohlrauscha;

- refraktometry: Pulfricha, Abbego, Bodnara.

Wy11

Pomiar wspotczynnika zatamania:
- metody interferencyjne: metoda Obremowa; interferometry: Rayleigha,




Jamina, Macha-Zehndera; metoda de Chaulnesa, metody immersyjne (w

mikroskopie);
- pomiar wspotczynnika zatamania gotowych elementow optycznych.

Wy12

Pomiar parametréow elementow uktadu optycznego:

- pomiary promieni krzywizn soczewek (sferometry: pierscieniowy,
czujnikowy, Moffita; za pomocg pryzmy i stycznych powierzchni kulistych;
oftalmometr; metody autokolimacyjne; metody autokolimacyjne;
sprawdziany interferencyjne); pomiar duzych promieni krzywizn (metoda
cieniowa Foucaulta); pomiar bardzo wielkich promieni krzywizn (optyka
astronomiczna);

- badanie ptaskosci, sprawdzanie ptytek ptasko-rownolegtych;

- pomiary katéw dwusciennych na goniometrze (kliny i pryzmaty);

- pomiary centrycznosci soczewek.

Wy13

Pomiar ogniskowej uktadu optycznego:

- pojecia ogniskowej i ogniskowej czotowej;

- pomiar ogniskowej czotowej przy uzyciu kolimatora, kolimatora i
mikroskopu; frontofokometr;

- pomiary ogniskowej oparte na okresleniu potozenia obrazu punktu na osi
uktadu;

- pomiary ogniskowej przy statej odlegtosci obrazu od przedmiotu (metoda
Bessela);

- pomiary ogniskowej bazujace na wzorze Newtona;

- pomiar ogniskowej metoda Erflego;

- pomiar ogniskowej przy zastosowaniu znanego uktadu;

- okreslanie ogniskowej przez pomiar powigkszenia poprzecznego w jednej i
dwach ptaszczyznach;

- pomiar ogniskowej za pomoca klina o znanym kacie odchylenia;

- pomiar ogniskowej na goniometrze;

- pomiar ogniskowej metoda Hartmanna, Porro i Abbego;

- wyznaczanie ogniskowej obiektywow mikroskopowych;

- pomiar dtugoogniskowych uktadow za pomoca lunety i kolimatora;

- pomiary ogniskowej ujemnych uktadow optycznych;

- pomiary ogniskowej zwierciadel;

- okreslanie potozenia punktow gléwnych i weztowych (metody Abbego,
Hartmanna).

Wy14

Metody sprawdzania instrumentéw optycznych:

- pomiary powigkszen: lupy, mikroskopu lunety,

- diafragmy (przestony) w przyrzadach optycznych;

- pomiary pola widzenia: lupy i mikroskopu, lunet;

- pomiar wielko$ci obrazowego pola widzenia lunet;

- pomiary zrenic (dynametr Ramsdena);

- pomiar apertury numerycznej obiektywow mikroskopowych;
- pomiar paralaksy potozenia;

- pomiary skrecenia obrazu;

- sprawdzanie podziatek przyrzadow;

- sprawdzanie rownoleglosci osi przyrzadow dwuocznych;

- sprawdzanie zdolnos$ci rozdzielczej lunet, aparatow fotograficznych i
obiektywow mikroskopowych.

Wy15

Kolokwium zaliczeniowe.

Suma godzin

45




Forma zajeé - ¢wiczenia Liczba godzin

Cwl Rachowanie parametrow uktadow optycznych z soczewkami grubymi. 3
Cw2 Obliczanie aberracji uktadu optycznego. 2
Cw3 Wyznaczanie parametrow optycznych lupy. 2
Cw4 Wyznaczanie wlasciwosci odwzorowujacych mikroskopu. 2
Cw5 Obliczanie powiekszenia, winietowania w uktadach teleskopowych 2
Cwé Szacowanie zdolnosci rozdzielczych, glebi ostrosci ukladéw optycznych. 2
Cw7 | Kolokwium zaliczeniowe. 2

Suma godzin 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdow
N2. Cwiczenia rachunkowe — dyskusja rozwigzan zadan
N3. Cwiczenia rachunkowe — krétkie 10 min. sprawdziany pisemne

N4. Konsultacje

N5. Praca wlasna — przygotowanie do ¢wiczen
N6. Praca wlasna — samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formujaca
(w trakcie semestru), P
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

Numer efektu
ksztalcenia

Sposob oceny osiagniecia efektu ksztatcenia

F1 PEK_UO01+ PEK_UO03 Pytania sprawdzajace wiedze teoretyczna
studentow przez rozpoczgciem bloku ¢wiczen
obliczeniowych

F2 PEK_UO01+ PEK UO03 Kolokwium z ¢wiczen obliczeniowych

P PEK1 W01+ PEK W10 Egzamin pisemny

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] F. Ratajczyk, ,,Instrumenty optyczne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej, Wroctaw 2002
[2] R. Jozwicki, ,,Optyka instrumentalna”, WNT Warszawa 1979

LITERATURA UZUPELNIAJACA:

[3] J. Chatecki, ,,Przyrzady optyczne — konstrukcja mechanizmow”, WNT Warszawa

1979

[4] M. Pluta, ,,Mikroskopia optyczna”, PWN Warszawa 1982

[5] F. Ratajczyk, ,,Fizyka dla geodetow”, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we
Wroctawiu, Wroctaw 1994

[6] J. Nowak, M. Zajac, ,,Optyka, kurs elementarny”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej, Wroctaw, 1998

[7] J. Bartkowska, Z. Bartkowski, Z. Bodnar, T. Gutkowski, A. Sidorowicz, T.




Wagnerowski,

»Podstawy optyki

Techniczne, Warszawa, 1957

[8] J. Tatarczyk, "Elementy optyki instrumentalne;j i fizjologicznej”, Wydawnictwo AGH,

Karkéw, 1994

instrumentalne;j”,

Panstwowe Wydawnictwa

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr hab. inz. Wiadystaw A. Wozniak wladyslaw.wozniak@pwr.edu.pl

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
...Optyka instrumentalna...

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU ...... Optyka.....
I SPECJALNOSCI .........ocooeeennt.
Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu Cele przedmiotu Tresci Numer
efekt do efektow ksztalcenia programowe narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku studiow dydaktycznego
i specjalnosci (o ile dotyczy)
PEK_W01
(wiedza) Cl Wyl 1,4,6
PEK_W02 C1,C2 Wyl 1,4,6
PEK_W03 Cl+C4 Wy?2 1,4,6
PEK_W04 Cl+C4 Wy3 1,4,6
PEK_WO05 Cl+C4 Wy4 1,4,6
PEK_WO06 Cl+C4 Wy4 1,4,6
PEK_WO07 E18E$_VWV8€1) Cl+C4 Wy5, Wy6 1,4,6
PEK_W08 - Cl+C4 Wy6, Wy7 1,4,6
PEK_W09 Cl+C4 Wy8 1,4,6
PEK_W10 Wy9, Wy10,
C5 Wyl 1,4,6
PEK_ W11 C6 Wy12 1,4,6
PEK_W12 c7 Wy13 1,4,6
PEK_W13 c7 Wyl4 1,4,6
PEK_UO01
PEK_U02 K10PT_UO08 ey . S
PEK_U03 K10PT_U09 c3.c4 Cwl = Cw 23,5
(umiejetnos$ci)
EEE-E% K10PT_KO1
PEK KO3 K10PT_KO03 cs Wyl + Wyl15 1+6
PEK K04 K10PT_KO04 Cwl + Cw7 '
1 K10PT_KO06

(kompetencje)
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